Išradimas priklauso lazerinių technologijų sričiai, konkrečiau būdams ir įrenginiams, skirtiems lazerio pagrindo plokštės temperatūrai homogenizuoti, kai prie lazerio pagrindo plokštės tvirtinami optinių komponentų laikikliai, o lazerio pagrindo plokštė apima šilumos perdavimo priemonę. Siekiant padidinti lazerio pagrindo plokštės atsparumą lokaliems temperatūros skirtumams, užtikrinant stabilias optinių komponentų tarpusavio padėtis ir atitinkamai optinių kelių kryptingumą, medžiaga, iš kurios gamina lazerio pagrindo plokštę ir optinių komponentų laikiklius, yra nurūdijantis plienas. Šilumos perdavimo priemonės, yra įtaisytos lazerio pagrindo plokštėje ir turi žymiai didesnį šiluminį laidumą nei nerūdijantis plienas, o jų temperatūrinio plėtimosi koeficientas yra artimas nerūdijančio plieno temperatūrinio plėtimosi koeficientui. Optinių komponentų laikiklius prie minėtos lazerio pagrindo plokštės tvirtina ir paderina naudojant lazerinį taškinį suvirinimą.
